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Optisch-mechanische Werkstatten
Liste Mo, 5G

Platten-MeBapparat

nach Prof. Dr. F. Goos

Der Apparat dient zum Ausmessen aller Arien von Platien,
insbesondere zum Auswerten der mit dem Registrier-Mikro-
photometer nach Koch-Goos oder mit anderen Registrier-
photometern aulgenommenen Registrierkurven. Der Apparat
besitzt folgende besondere Vorziige:

1. Griibte mefibare Plattenllinge 24 ¢m, Querbewegung maximal
16 cm.

2. Der Plattentisch ist in der Lingsrichtung beweglich, so daB
das Auge beim Messen keine Seitenbewegung auszufithren
braucht. :

3. Der Plattentisch |duft fast reibungslos auf Stahlkugeln und
Kugellagerzwischen gelidirieten und geschliffenen Stahischienen,
die Langseinstellung erfolgt durch das links befindliche
Handrad. Der Plattentisch kann auch ohne Betdtigung dicses
Handrades schnell von einer Seite zur anderen geschoben
werden, Die Querverschiebung des Mikroskops erfolgt durch
Triebeinstellung.

4. Das Ablese-Mikroskop besitzt ein Umkehrprisma, sodah das
Plattenbild aufrecht und seitenrichtig erscheint.

3. In beiden Bewegungsrichtungen erfolgt die Ablesung an
Nonien auf ‘e mm, wobei % mm zu schitzen sind. [st
z. B. die Registrierplatte mit Uebersetzung 1 ; 40 aufgenommen,
so ist die MeBgenauigkeit bezogen auf die Originalplatte
‘Y200 mm. Zur bequemen Ablesung sind groBe Lupenlinsen
vorgesehen.

Die GrBe der Grundplatte des Apparats ist 30 60 cm?,
tdas Gewicht ist ca. 20 kg, Das Originalmodell des Platten-
MeBapparats ist seit langerer Zeit im Physikalischen Staats-
institut in Hamburg dauernd im Gebrauch,

Preis RM 940.
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